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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年8月11日(2011.8.11)

【公開番号】特開2010-153931(P2010-153931A)
【公開日】平成22年7月8日(2010.7.8)
【年通号数】公開・登録公報2010-027
【出願番号】特願2010-87336(P2010-87336)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/20     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５１５Ｄ
   Ｇ０３Ｆ   7/20    ５２１　

【手続補正書】
【提出日】平成23年6月28日(2011.6.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学系と液体を介して基板を露光する露光装置において、
　前記基板が対向可能な下面を有するノズル部材と、
　前記ノズル部材の下面に配置され、前記液体を供給する供給口と、
　前記ノズル部材の下面に配置され、前記液体を回収する回収口と、
　前記ノズル部材を駆動する駆動装置と、を備える露光装置。
【請求項２】
　前記駆動装置は、６自由度の方向に関して前記ノズル部材を駆動可能である請求項１に
記載の露光装置。
【請求項３】
　前記基板が走査方向に移動されながら露光され、
　前記供給口は、前記光学系の投影領域を挟んだ前記走査方向両側のそれぞれの位置に設
けられる請求項１又は２に記載の露光装置。
【請求項４】
　前記供給口は、前記走査方向と交差する方向に長いスリット状である請求項３に記載の
露光装置。
【請求項５】
　前記回収口は、前記走査方向と交差する方向に長いスリット状である請求項３又は４に
記載の露光装置。
【請求項６】
　前記回収口は、前記供給口及び前記光学系の投影領域を囲むように設けられる請求項１
～５のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項７】
　前記ノズル部材の下面と、前記光学系の像面先端部の光学素子の下面とは、ほぼ面一で
ある請求項１～６のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項８】
　前記ノズル部材の下面及び前記光学素子の下面は、親液性である請求項７に記載の露光
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装置。
【請求項９】
　前記ノズル部材は、前記光学系の像面先端部の光学素子を囲むように環状に形成され、
　前記ノズル部材は、前記光学系に対して離した状態で支持される請求項１～８のいずれ
か一項に記載の露光装置。
【請求項１０】
　前記ノズル部材の加速度情報を計測する加速度計測器を備え、
　前記駆動装置は、前記加速度計測器の計測結果に基づいて前記ノズル部材を駆動する請
求項１～９のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項１１】
　前記加速度計測器は、前記ノズル部材に設けられている請求項１０に記載の露光装置。
【請求項１２】
　前記ノズル部材を支持する支持部材と前記ノズル部材との位置関係を計測する第１位置
計測器を備え、
　前記駆動装置は、前記第１位置計測器の計測結果に基づいて前記ノズル部材を駆動する
請求項１～１１のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項１３】
　前記支持部材は、前記光学系を支持する請求項１２記載の露光装置。
【請求項１４】
　前記ノズル部材は、前記光学系を支持する支持部材に支持される請求項１～１１のいず
れか一項記載の露光装置。
【請求項１５】
　前記光学系と前記ノズル部材との位置関係を計測する第２位置計測器を備え、
　前記駆動装置は、前記第２位置計測器の計測結果に基づいて前記ノズル部材を駆動する
請求項１～１４のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項１６】
　前記基板を保持する基板ステージと、
　前記基板ステージと前記ノズル部材との位置関係を計測する第３位置計測器と、を備え
、
　前記駆動装置は、前記第３位置計測器の計測結果に基づいて前記ノズル部材を駆動する
請求項１～１５のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項１７】
　前記駆動装置は、前記光学系の光軸方向と一致する方向に前記ノズル部材を駆動する請
求項１～１６のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項１８】
　前記駆動装置は、前記光学系の光軸に垂直な軸周りの回転方向に前記ノズル部材を駆動
する請求項１～１７のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項１９】
　前記駆動装置は、前記光学系の光軸に垂直な方向に前記ノズル部材を駆動する請求項１
～１８のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項２０】
　前記駆動装置は、前記光学系の光軸周りの回転方向に前記ノズル部材を駆動する請求項
１～１９のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項２１】
　前記駆動装置は、ローレンツ力で駆動するモータを含む請求項１～２０のいずれか一項
に記載の露光装置。
【請求項２２】
　前記駆動装置の温度調整を行う温調システムを備える請求項１～２１のいずれか一項に
記載の露光装置。
【請求項２３】
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　伸縮可能で可撓性を有するチューブ部材をさらに備え、
　前記ノズル部材は、前記供給口に対応する供給流路を有し、
　前記供給流路の一端部は、前記チューブ部材に接続され、前記供給流路の他端部は、前
記供給口に接続されている請求項１～２２のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項２４】
　伸縮可能で可撓性を有するチューブ部材をさらに備え、
　前記ノズル部材は、前記回収口に対応する回収流路とを有し、
　前記回収流路の一端部は、前記チューブ部材に接続され、前記回収流路の他端部は、前
記回収口に接続されている請求項１～２２のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項２５】
　前記回収口から回収された液体と気体とを分離する気液分離器を備える請求項１～２４
のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項２６】
　前記ノズル部材は、アルミニウム、チタン、ステンレス鋼、ジュラルミン、及びこれら
を含む合金の少なくとも一つによって形成される請求項１～２５のいずれか一項に記載の
露光装置。
【請求項２７】
　前記駆動装置は、前記基板の液浸露光後、前記ノズル部材の前記回収口を前記基板に近
づけて、前記回収口から液体を回収する請求項１～２６のいずれか一項に記載の露光装置
。
【請求項２８】
　リソグラフィ工程を含むデバイスの製造方法であって、前記リソグラフィ工程において
請求項１～２７のうちいずれか一項に記載の露光装置を用いるデバイス製造方法。
【請求項２９】
　液体を介して基板を露光する露光方法において、
　前記基板と対向するノズル部材の下面に設けられた供給口から前記基板上に液体を供給
するとともに、前記ノズル部材の下面に設けられた回収口から前記基板上の液体を回収す
ることにより前記基板上に液浸領域を形成することと、
　前記ノズル部材の位置を計測することと、
　前記計測結果に基づいて、ノズル部材の位置を調整することと、
　前記液浸領域を形成する液体を介して前記基板を露光することと、露光方法。
【請求項３０】
　前記ノズル部材の位置計測は、前記ノズル部材を支持する支持部材と前記ノズル部材と
の位置関係の計測を含む請求項２９記載の露光方法。
【請求項３１】
　前記ノズル部材の位置計測は、前記光学系と前記ノズル部材との位置関係の計測を含む
請求項２９又は３０記載の露光方法。
【請求項３２】
　前記ノズル部材の位置計測は、前記基板を保持する基板ステージと前記ノズル部材との
位置関係の計測を含む請求項２９～３１のいずれか一項に記載の露光方法。
【請求項３３】
　リソグラフィ工程を含むデバイス製造方法であって、前記リソグラフィ工程において請
求項２９～３２のいずれか一項に記載の露光方法を用いるデバイス製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】露光装置、露光方法、及びデバイス製造方法
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、液体を介して基板を露光する露光装置、露光方法、及びこの露光装置、露光
方法を用いるデバイス製造方法に関するものである。
　本願は、２００４年３月２５日に出願された特願２００４－８９３４８号に対し優先権
を主張し、その内容をここに援用する。
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